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전자 현미경 및 이온현미경 개발 시 꼭 필요한 팁 
클리닝 기술

관 내 표면에 패턴을 갖는 공명 방지 프루브 및 흡음관015 016

초고진공에서의 미세팁의 클리닝 방법 마이크로폰 프루브 및 그를 구비한 음향 측정 장치

고성능 전자 현미경 및 이온현미경 개발을 원하시면 팁 클리닝 기술이 답입니다. 

나노기술의 발전은 현미경 관련 연구 업적과 깊은 관계가 있습니다. 대부분의 나노기술 관련 연구논문이 전자현미경

으로 획득한 결과물을 실험적 증거로 제시하고 있기 때문이지요. 단순히 작은 것을 크게 보여주는 것 이상의 의미를 

가지는 현미경은 물리학을 넘어 인류의 삶의 질 발전에 큰 역할을 하고 있습니다. 하지만 안타깝게도 우리나라는 나

노기술에 대한 연구는 활발한 반면, 현미경 관련 연구 업적은 매우 미미한 편이지요. 나노기술의 발전을 위해서라도 

현미경에 대한 연구와 개발 역시 반드시 이루어져야 할 부분입니다.  KRISS는 전자 현미경 및 이온현미경 개발 시 꼭 

필요한 팁 클리닝 기술을 보유하고 있습니다. 초고진공에서 질소가스와 고전압의 반응을 이용한 초미세 팁의 클리닝 

기술은 질소가스를 이용하여 팁의 표면 오염물질을 초고진공으로 제거합니다. 팁에 높은 열을 가하지 않으므로 팁이 

뭉툭해지는 현상을 방지할 수 있으며 FIM(Field lon Microscope)으로 팁의 클리닝 과정을 보면서 진행하므로 조

정이 가능하다는 강점이 있습니다. 국내 나노기술 발전을 이끌 고성능 현미경의 개발, 연구에 KRISS가 보유한 팁 클

리닝 기술이 핵심 역할을 할 것입니다.

소리를 잡아내는 마이크로폰은 음향 측정에 있어 필수적입니다. 현재 마이크로폰은 음성 

인식 로봇을 구현하는데 사용될 뿐 아니라 자동차 소음을 측정해 잡음을 최소화 하는 등 다

양한 음향 측정 기구로 사용되고 있지요. 음향을 측정하는 마이크로폰에는 진동판이 필요

한데 유체가 흐르는 관 내부나 비바람이 부는 환경에서는 진동판을 직접 노출시킬 수 없습

니다. 이 경우 모세관이나 프루브를 사용하는 방법이 있지만 공명 등의 왜곡 현상이 발생하

게 되는데요, 이런 왜곡 현상을 방지할 수 있는 KRISS의 기술이 '관 내 표면에 패턴을 갖는 

공명 방지 프루브 및 흡음관'입니다. 이 기술은 프루브에 일정 또는 불규칙한 패턴을 만들

어 왜곡을 억제할 수 있습니다. 이는 기존 마이크로폰이 가지는 문제점을 크게 개선시켜 다

양한 음향 계측 분야에 사용이 가능할 것으로 기대됩니다.
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초고진공에서 질소가스와 고전압의반응을 이용한
초미세 팁의 클리닝

기술개요

* 본 발명은 질소가스폴 이용하여, 전기화학적 에칭이 &c ir _c hemical 미ching)방법으로 제작된
틸의 S 면 오염물질올 초고진공에서 제거하고，단원자 틸(s ingle ato m tip}까지 연속적으로
제작하는 방법이다.

기술특징

* RM(Field Ion Mic roscope) 으로 팁의 클리님과정올 보면서 클라남울 진행하으로 c ntr llabte
한 특성이 있다.

• m 높은 멸올 가하지 않으으로 팁이 용폭해지는 현상율 방치할 수 있다.

• 봉每한 텁의 경우, 잘소가 팁율 뾰족하게하면서클리남율 하으로, 봉쪽한m 클리님올 합 수

있다.

• 기존의 SAT 돌 만플 때 사용하는 질소가스 방법욜 팁클리님에도 사용하으로, 팁클리닝부터 SAT
체작까지 연속적으로 한번의 공정으로 끝낼 수 있다.

Cold type Tip e milter 로 구성되는 하전입자 현미경의 경우는 꼭 클리닝 방법이 필요하으로, Of
기술이 향후 국내현며경제작업체와 연계가 된다면, 국내시장율 외국기술로부터독립함과 함께

수업대체 효과가 있다.

응용분야

* 전자 및 이온병 생성 , 초고진공에서의 탐칭 아용 연구 분야

키워드 a
、 질소가스 에청 ᅳ탐침 > 초고전공 > 틸 출리님

시장전망

향후 국내 전자 현미경 및 이온헌머경 개발시 꼭 사용되는 립의 클려냥 방법으로, 국내 하전입자
현미경의 시장이 커져가고 있으으로 사업성과 시장성이 매우 밝다.
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초고진공예서 미세팁의 醫리님방법
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